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Abstract (Aim, Use
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Contents)

メタバースの実現においては、触覚技術は重要であり、高精度な情報提示の必要が
あるが、MEMS技術は、あまり活用されていない。所属大学では、コンピュータシ
ミュレーションを活用した設計や特性解析を行っており、設計したデバイスを作製
するために、東北大学試作コインランドリの機器を使用した。本年度はデバイスの
試作を実施し、デバイスの機能と効果を確認した。

実験
Experimental

昨年度からの改善点は、配線と圧電膜の絶縁を取るために、圧電膜に成膜時に酸化
して劣化しない酸化チタン膜領域を設けた。また、圧電膜の段差の部分の成膜も厚
くする改善を実施した。その改善したデバイスを2回試作した。1回目はダイアフラ
ム厚みが55μｍ、2回目はダイアフラム厚みが75μｍのデバイスである。 このデ
バイスを用いて、触覚デバイスを試作した。デバイスの特性は、発生した音圧をマ
イクロフォン（80KHz最高レンジ）で測定して、性能を評価した。また、人の指に
よる感覚実験も実施て、触覚デバイスとして使用することが可能であるかについて
も、評価を行った。

結果と考察
Results and Discussion

Fig. 1は作製したデバイスの表面（a）、裏面（b）、および、SEM像（c）である。
ダイアフラム厚みが55μｍと75μｍのデバイスの特性を評価した結果、55μｍの
デバイスは、120dB近くの音響圧力、75μｍのデバイスは、115dB近くの音響圧
力を出せることを確認した。また、人の指腹への触覚提示実験においては、ダイア
フラム厚み55μｍのデバイスは39Vのバースト波で、75μｍのデバイスは70Vバー
スト波で触覚が提示可能であることを確認した。

図・表・数式 1
Figures, Tables and

Equations 1
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